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【手続補正書】
【提出日】平成27年2月20日(2015.2.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　荷電粒子線を用いて物体に処理を行う荷電粒子線装置であって、
　荷電粒子光学系と、
　前記荷電粒子光学系を収容する真空容器と、
　電離放射線を発する放射線源と、を備え、
　前記真空容器の内部の気圧が変化している状態で、前記真空容器内の気体を前記電離放
射線で照射する、
ことを特徴とする荷電粒子線装置。
【請求項２】
　前記荷電粒子光学系は、前記荷電粒子線が通過する開口列が形成され、
　前記状態で、前記放射線源から前記電離放射線を前記開口列に入射させて、前記気体を
前記電離放射線で照射する、ことを特徴とする請求項１に記載の荷電粒子線装置。
【請求項３】
　前記状態においては、前記処理が行われる真空と前記処理が行われない大気圧との間で
前記気圧が変化している、ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の荷電粒子線
装置。
【請求項４】
　前記電離放射線は、軟Ｘ線および真空紫外光のうち少なくとも一方を含む、ことを特徴
とする請求項１ないし請求項３のうちいずれか１項に記載の荷電粒子線装置。
【請求項５】
　前記物体を保持して可動の保持部を備え、
　前記保持部は、前記放射線源を含む、ことを特徴とする請求項１ないし請求項４のうち
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いずれか１項に記載の荷電粒子線装置。
【請求項６】
　前記真空容器は、前記電離放射線を透過させる透過部を含み、
　前記放射線源は、前記真空容器の外部に配置され、前記透過部を介して前記電離放射線
を前記開口列に入射させる、ことを特徴とする請求項２に記載の荷電粒子線装置。
【請求項７】
　前記放射線源を移動する駆動機構を備える、ことを特徴とする請求項６に記載の荷電粒
子線装置。
【請求項８】
　前記荷電粒子線を生成する荷電粒子線源を備え、
　前記放射線源は、前記荷電粒子線源により生成された荷電粒子線により前記電離放射線
を生成する、ことを特徴とする請求項１ないし請求項７のうちいずれか１項に記載の荷電
粒子線装置。
【請求項９】
　前記荷電粒子線で前記物体に描画を行う、ことを特徴とする請求項１ないし請求項８の
うちいずれか１項に記載の荷電粒子線装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の荷電粒子線装置を用いて物体に描画を行う工程と、
　前記工程で描画を行われた物体を現像する工程と、
を含むことを特徴とする物品の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明は、荷電粒子線を用いて物体に処理を行う荷電粒子
線装置であって、荷電粒子線が通過する開口列が形成された荷電粒子光学系と、荷電粒子
光学系を収容する真空容器と、電離放射線を発する放射線源と、を備え、真空容器の内部
の気圧が変化している状態で、真空容器内の気体を電離放射線で照射する、ことを特徴と
する。
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